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高斯光束对二维导体平板太赫兹雷达散射截面影响

李慧宇　李　琦　佘剑雨　赵永蓬　陈德应　王　骐
（哈尔滨工业大学，可调谐激光技术国家级重点实验室，黑龙江 哈尔滨１５００８１）

摘要　因为在太赫兹（ＴＨｚ）波段下对物体缩比模型雷达散射截面（ＲＣＳ）的测量可以减少ＲＣＳ的测量周期与成本，

所以太赫兹ＲＣＳ计算与测量得到了更加广泛的关注。实际测量应用中，多采用类似高斯光束的太赫兹源，然而在

计算中通常假定入射光为平面波。为研究这种假设给平板ＲＣＳ计算结果带来的误差，计算了高斯光束入射条件

下二维导体平板的ＲＣＳ。仿真研究了入射光为２．５２ＴＨｚ激光对导体平板雷达散射截面的影响，同时与平面波入

射结果进行了比较分析。计算结果显示，当导体平板宽度为２０ｍｍ时，选择波束宽度为４０ｍｍ的高斯光束作为入

射光可以将误差的震荡控制在０．３ｄＢ左右。
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１　引　　言

由于太赫兹辐射具有特殊性，因此它在雷达、成

像、无损检测等方面备受瞩目［１～４］。太赫兹雷达较

一般激光雷达具有适中的搜索能力和覆盖范围，较

微波雷达具有更高的空间分辨率和角分辨能力，而

且具有良好的抗干扰能力。随着雷达技术的日益进

步，有效的高品质雷达散射截面（ＲＣＳ）数据在物体

的自动识别等方面开始发挥更加重要的作用。

太赫兹ＲＣＳ测量始于２０世纪末，主要针对球

体、圆柱体等标准体和飞机、坦克等缩比模型。标准

体测量结果可直接用于太赫兹雷达，缩比模型测量

结果可通过频率缩比的计算，用于微波波段全尺寸

目标雷达散射截面的评估。太赫兹缩比模型 ＲＣＳ

测量可大幅度节约微波波段全尺寸目标ＲＣＳ测量

成本，同时缩短测量周期。所以太赫兹目标ＲＣＳ特

性的测量和估算日益受到重视［５～７］。

然而，在估算物体的ＲＣＳ中，通常假设入射光为

平面波，但是实际测量中，所采用的太赫兹源发射的

０７１１００１１
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通常为高斯光束而非理想的平面波，所以有必要研究

在太赫兹频段的高斯光束照射平板对ＲＣＳ的影响。

２００９年德国利用飞秒激光器组成的光纤耦合太赫兹

时域光谱系统进行了金属板太赫兹ＲＣＳ的测量，测

量结果与近似计算结果相比对发现二者之间的误差

较大［８］。同时，Ｈｉｌｌａｉｒｅｔ等
［９，１０］提出了更加高效的计

算高斯光束入射平板的ＲＣＳ方法。本课题组已在这

方面进行了高斯光束入射无限长导体圆柱和导体球

的ＲＣＳ散射计算
［１１，１２］。基于此，本文对高斯光束与

平面波分别入射导体平板条件下的太赫兹频段的

ＲＣＳ进行了计算和对比分析。

２　计算原理

假设高斯光束照射到宽为犔的无限长导体平

板上，如图１所示。按照物理光学法（ＰＯ）的近似，

沿着金属平板的ＰＯ电流犑Ｐ（狓′）为

犑Ｐ（狓′）＝２狀×犎ｉ（狓′）， （１）

式中狀为金属平板表面的法向单位矢量；犎ｉ为金属

平板表面的磁场。电场和磁场存在以下关系：

犎ｉ（狓′）＝
犽×犈ｉ（狓′）

η０
， （２）

式中犽为传播矢量，η０ 为自由空间的波阻抗。

图１ 高斯光束照射在目标上

Ｆｉｇ．１ ＧｅｏｍｅｔｒｙｏｆｉｎｃｉｄｅｎｔＧａｕｓｓｉａｎｂｅａｍ

ａｎｄｆｌａｔｐｌａｔｅ

金属平板表面瞬时电场由两个部分构成：

犈犻（狓′）＝犲犻［犈Ｐ（狓′）ｅｘｐ（ｊ犽狓′ｓｉｎα）］［犵（狓′）］，

（３）

式中犈Ｐ（狓′）ｅｘｐ（ｊ犽狓′ｓｉｎα）为在理想平面波照射下

金属平板表面的电场；犵（狓′）为一个修正函数，用来

描述高斯光束照射与平面波照射产生的偏差；犲犻 为

犈犻的极化矢量。

为了确定金属平板表面的散射场，必须知道矢

量磁位犃，它与物理光学电流的关系是

犃＝ μ
４π∫

犔′／２

－犔′／２

犑Ｐ（狓′）
ｅｘｐ（－ｊ犽犚′）

犚′
ｄ狓′， （４）

犚′＝犚＋狓′ｓｉｎα， （５）

式中犔′，犔均表示平板宽度，上标′仅为了在狓′中使

用以示区分；犚′表示旋转α角后发射点到金属平板

的距离；犚表示金属板正对发射点时的距离，如图２

所示。

图２ 金属板旋转α角

Ｆｉｇ．２ Ｒｏｔａｔｉｏｎａｎｇｌｅαｏｆｔｈｅｆｌａｔｐｌａｔｅ

当金属板转角不大，且离光源较远时，（４）式可

简化为［１３］

犃≈
１

４π犚
ｅｘｐ（－ｊ犽犚）∫

犔′／２

－犔′／２

犑Ｐ（狓′）ｅｘｐ（－ｊ犽狓′ｓｉｎα）ｄ狓′．

（６）

远场的散射场犈ｓ为

犈ｓ＝ｊω［犽×（犽×犃）］． （７）

将（７）式代入（６）式得

犈ｓ（α）≈
ｊω
４π犚
ｅｘｐ（－ｊ犽犚）×

犽× 犽×∫
犔′／２

－犔′／２

犑Ｐ（狓′）ｅｘｐ（－ｊ犽狓′ｓｉｎα）ｄ［ ］｛ ｝狓′ ．

（８）

将（２）式和（３）式代入（８）式得

犈ｓ（α）≈
ｊω
４π犚
ｅｘｐ（－ｊ犽犚）∫

犔′／２

－犔′／２

犽×犽×

２狀×
犽×犈ｉ（狓′）

η
［ ］

０

ｅｘｐ（－ｊ犽狓′ｓｉｎα）ｄ狓′． （９）

假设入射波的电场是线极化横电磁波（ＴＥＭ）的电

场，进行矢量运算，并将（３）式代入（９）式，得

犈ｓ（α）≈
２ｊω
４π犚η０

ｅｘｐ（－ｊ犽犚）∫
犔′／２

－犔′／２

犲犻犈Ｐ（狓′）×

ｅｘｐ（－ｊ犽狓′ｓｉｎα）犵（狓′）ｃｏｓαｄ狓′． （１０）

　　将沿金属平板的轴变换到狓轴，有狓＝狓′ｃｏｓα，

令犆＝
ｊ２ω
４π犚η０

ｅｘｐ（－ｊ犽犚），则（１０）式可表示为

犈ｓ（α）≈犆∫
犔′／２

－犔′／２

犲犻犈Ｐ（狓）ｅｘｐ（－ｊ２犽狓ｔａｎα）犵（狓）ｄ狓′．

（１１）
０７１１００１２
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令狌＝２犽ｔａｎα，去掉矢量符号，金属平板散射场的幅

度可表示为

犈ｓ（狌）≈犆∫
犔／２

－犔／２

犈Ｐ（狓）ｅｘｐ（－ｊ狓狌）犵（狓）ｄ狓．（１２）

如果入射波是理想平面波照射，

犵（狓）＝１， （１３）

式中－
犔
２
≤狓≤

犔
２
。如果入射波是高斯光束，

犵（狓）＝ｅｘｐ －
狓２

（ ）２ ， （１４）

２ ＝
２
０ １＋

２（狔＋狔０）

犽［ ］｛ ｝２
０

， （１５）

式中－
犔
２
≤狓≤

犔
２
，０是高斯光束束腰处的宽度。

ＲＣＳ定义式为

σ＝ｌｉｍ
狉→!

４π狉
２ 犈

ｓ１ ２

犈ｉ１ ２
， （１６）

式中犈ｓ１为散射光在雷达处的电场强度，犈ｉ１为入射

光在目标处的电场强度。

因为这里所研究的入射光是高斯光束，该光束

在目标表面的值不是常量，所以（１６）式需要改进，如

果从电磁散射方面考虑，入射波的功率密度为

犛ｉ＝
１

２
犢０ 犈

ｉ ２． （１７）

式中犢０ 表示自由空间的导纳。于是，雷达截面为σ

的目标所截获的总功率为

犘＝∫犛
ｉｄσ＝

１

２
σ犢０ 犈

ｉ２ ２． （１８）

散射场中接收天线接收到的功率密度为

犛ｓ＝
１

２
犢０ 犈

ｓ１ ２． （１９）

　　若物体将接收到的功率全部散射出去，可以得

到当照射到物体上的电场强度不同情况下（１６）式的

另外一种表达形式为

σ＝ｌｉｍ
狉→!

４π狉
２ 犈ｓ ２

犈ｉ２ ２
． （２０）

将入射光（３）式与散射光（１２）式代入（２０）式，可以得

到计算平板ＲＣＳ的归一化公式

σ′２Ｄ（θ）＝１０ｌｇ
σ２Ｄ（θ）［ ］犔

＝

１０ｌｇ
∫
犔／２

－犔／２

ｅｘｐ（－ｊ狓狌）犵（狓）ｄ狓
２

１

犔∫
犔／２

－犔／２

ｅｘｐ（ｊ犽狓′ｓｉｎα）犵（狓′）ｄ狓
２

． （２１）

３　计算结果及分析

在辐射源频率为２．５２ＴＨｚ，散射体为无限长的

二维导体平板的情况下，分别讨论了当平板转过一

定角度，平板宽度在１０～８０ｍｍ之间以及入射波光

束宽度为２０～８０ｍｍ时高斯光束对后向ＲＣＳ的影

响。同时将计算结果与平面波入射情况下计算得到

的ＲＣＳ进行了对比。

图３中表示的是宽度为２０ｍｍ的导体平板的

ＲＣＳ随其旋转角度的变化。图中绿色曲线和红色

十字分别代表的是入射光为高斯光束和平面波时的

情况，其中高斯光束的波束宽度为４０ｍｍ。从图３

中可以看出，在０°处，计算得到的归一化ＲＣＳ的值

最大。当入射波为平面波的时候，最大值为０ｄＢ，

这与众多文献中的计算结果吻合。随着平板的转

动，ＲＣＳ值随之减小。图中红色十字与绿色曲线并

不完全吻合，这表明高斯光束入射会给导体平板的

ＲＣＳ带来一定的误差，并且这种误差随着角度的变

化而变化，在不同角度处，误差的大小不同。

图３ 导体平板ＲＣＳ随角度的变化

Ｆｉｇ．３ ＲＣＳｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｓｃａｔｔｅｒｉｎｇａｎｇｌｅ

图４ 不同光束入射造成的误差随角度的变化

Ｆｉｇ．４ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｒｒｏｒｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆａｎｇｌｅｗｉｔｈ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｎｃｉｄｅｎｔｂｅａｍｓ

为了观察高斯光束入射对 ＲＣＳ造成的影响，

图４中给出了图３情况下得到的入射光分别为高斯
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光束与平面波时计算得到的ＲＣＳ误差。

从图４中可以更加清楚地观察到误差随角度变

化的情况：在０°～±４°之间，误差的震荡比较大，个

别角度处的误差超过了１０ｄＢ；但是在±（４°～８°）的

误差的震荡明显减小，基本上都处于±１ｄＢ之间。

图５给出的是平板宽度为４０ｍｍ时，入射光分

别为平面波和波束宽度为４０ｍｍ 的高斯光束时

ＲＣＳ随不同角度的分布情况。图５只给出了从

０°～８°之间 ＲＣＳ随角度变化的关系；从整体上看，

高斯光束入射与平面波入射计算得到的ＲＣＳ之间

的误差大于图３中的情况。

图５ ４０ｍｍ的导体平板的ＲＣＳ随角度的变化

Ｆｉｇ．５ ＲＣＳｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ

ａｎｇｌｅｗｈｅｎｔｈｅｗｉｄｔｈｏｆｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇｆｌａｔｐｌａｔｅｉｓ４０ｍｍ

图６中给出的是图５中０°附近的局部放大图。

从图中可以更明显地看到高斯光束入射给导体平板

ＲＣＳ带来的误差。在０°～２°之间，在０°附近误差相

对来说小，随着角度的增大，整体上误差变大。

图６ 图５的局部放大图

Ｆｉｇ．６ Ｅｎｌａｒｇｅｆｉｇｕｒｅｏｆｆｉｇ．５

图７中给出的是图５中高斯光束与平面波入射

时的误差。与图３相比较，这时误差的震荡越大，整

体误差也越大，最高处的震荡幅度超过了＋１０ｄＢ到

－１１ｄＢ之间。而当平板宽度为２０ｍｍ时，计算得到

的误差范围只在＋１１ｄＢ～－４ｄＢ之间。并且在

±（４°～８°）之间，图７中的误差在－１ｄＢ左右震荡大

于图４中的误差只在－０．３ｄＢ左右震荡的情况。

图７ 图５中高斯光束入射造成的误差

Ｆｉｇ．７ Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｒｒｏｒｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆａｎｇｌｅｉｎｆｉｇ．５

图８是平板的归一化ＲＣＳ随板宽度的变化，图

中五角星与圆点分别代表的是宽度为４０ｍｍ的高

斯光束入射和平面波入射条件下得到的ＲＣＳ。从

图中可以看到，当入射光为平面波时，导体平板的归

一化ＲＣＳ为确定值，即归一化ＲＣＳ的大小与平板

宽度无关；当入射光为波束宽度一定的高斯光束时，

随着平板宽度的增加，归一化ＲＣＳ减小，与平面波

入射时计算得到的归一化ＲＣＳ之间的误差变大。

图８ ＲＣＳ随平板宽度的变化

Ｆｉｇ．８ ＲＣＳｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆ

ｗｉｄｔｈｏｆｆｌａｔｐｌａｔｅ

图９中是高斯光束照射到４０ｍｍ宽的导体平

板上的ＲＣＳ随波束宽度变化的曲线图。从图中可

以看出，当导体平板宽度一定的时候，随着光束宽度

的变大，与平面波入射时求得的归一化ＲＣＳ之间的

误差变小。

４　结　　论

本文仿真研究了高斯光束入射对二维导体平板

归一化ＲＣＳ的影响。近似计算结果表明，当平板宽
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图９ ＲＣＳ随波束宽度的变化

Ｆｉｇ．９ ＲＣＳｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｔｈｅｂｅａｍｗｉｄｔｈ

度越小，高斯光束波束宽度越宽的时候，计算得到的

归一化ＲＣＳ与平面波入射条件下计算得到的值之

间的误差越小。计算结果显示，当导体平板宽度为

２０ｍｍ时，选择波束宽度为４０ｍｍ的高斯光束作为

入射光可以将误差的震荡控制在０．３ｄＢ左右；考虑

到测量成本和制作精度等问题后，对于测量宽度为

２０ｍｍ的无限长导体平板的后向散射ＲＣＳ，选择波

束宽度为４０ｍｍ的高斯光束比较好。

参 考 文 献
１ＺｈｕＤｅｃｈｏｎｇ，ＺｈａｎｇＬｉａｎｇｌｉａｎｇ，ＺｈａｏＹａｑｉｎ，犲狋犪犾．．Ｔｅｒａｈｅｒｔｚ

ｂｒｏａｄｂａｎｄｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｉｃｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｓｏｆａｍｉｎｏａｃｉｄ［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ

ＪＬａｓｅｒｓ，２０１１，３８（ｓ１）：ｓ１１１００８．

　 祝德充，张亮亮，赵亚芹，等．氨基酸的超宽带太赫兹光谱［Ｊ］．

中国激光，２０１１，３８（ｓ１）：ｓ１１１００８．

２ＹａｏＲｕｉ，ＤｉｎｇＳｈｅｎｈｕｉ，ＬｉＱｉ，犲狋犪犾．．Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆ２．５２ＴＨｚ

ａｒｒａｙｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｉｍａｇｉｎｇｓｙｓｔｅｍａｎｄｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓ［Ｊ］．

ＣｈｉｎｅｓｅＪＬａｓｅｒｓ，２０１１，３８（１）：０１１１００１．

　 姚　睿，丁胜晖，李　琦，等．２．５２ＴＨｚ面阵透射成像系统的改

进及分辨率分析［Ｊ］．中国激光，２０１１，３８（１）：０１１１００１．

３ＤｉｎｇＳｈｅｎｇｈｕｉ，ＬｉＱｉ，ＹａｏＲｕｉ，犲狋犪犾．．Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙｓｔｕｄｙｏｎ

ＴＨｚｃｏｎｆｏｃａｌｉｍａｇｉｎｇ［Ｊ］．ＡｃｔａＯｐｔｉｃａＳｉｎｉｃａ，２０１０，３０（ｓ１）：

ｓ１００４０２．

　 丁胜晖，李　琦，姚　睿，等．太赫兹共焦成像的初步研究［Ｊ］．

光学学报，２０１０，３０（ｓ１）：ｓ１００４０２．

４ＭａｏＳｈｉｃｈｕｎ，ＷｕＺｈｅｎｓｅｎ，ＸｉｎｇＺａｎｙａｎｇ．Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｂｙａ

ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｅｌｌｉｐｔｉｃｃｙｌｉｎｄｅｒ：ｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｃａｓｅ

［Ｊ］．ＡｃｔａＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃａＳｉｎｉｃａ，２０１０，３８（３）：５２９－５３３．

　 毛仕春，吴振森，邢赞扬．二维各向异性椭圆柱的电磁散射［Ｊ］．

电子学报，２０１０，３８（３）：５２９－５３３．

５ＬｉＱｉ，ＸｕｅＫａｉ，ＬｉＨｕｉｙｕ，犲狋犪犾．．Ａｄｖａｎｃｅｓｉｎｒｅｓｅａｒｃｈｏｆ

Ｔｅｒａｈｅｒｔｚｒａｄａｒｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ［Ｊ］．Ｌａｓｅｒ ＆

ＯｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＰｒｏｇｒｅｓｓ，２０１２，４９（６）：０６０００１．

　 李　琦，薛　凯，李慧宇，等．太赫兹雷达散射截面测量研究进

展［Ｊ］．激光与光电子学进展，２０１２，４９（６）：０６０００１．

６ＺｈａｎｇＣｕｎｌｉｎ，ＺｈａｎｇＹａｎ，ＺｈａｏＧｕｏｚｈｏｎｇ，犲狋犪犾．．Ｔｅｒａｈｅｒｔｚ

ＳｅｎｓｉｎｇａｎｄＩｍａｇｉｎｇ［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＮａｔｉｏｎａｌＤｅｆｅｎｓｅＩｎｄｕｓｔｒｙ

Ｐｒｅｓｓ，２００８．１４０－１５９．

　 张存林，张　岩，赵国忠 等．太赫兹感测与成像［Ｍ］．北京：国

防工业出版社，２００８．１４０－１５９．

７ＬｉＪｉｎ，ＰｉＹｉｍｉｎｇ，ＹａｎｇＸｉａｏｂｏ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｅｒａｈｅｒｔｚｒａｄａｒ

ｔａｒｇｅｔｄｅｔｅｃｔｉｏｎａｌｇｏｒｉｔｈｍｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｏｆｍｉｃｒｏｍｏｔｉｏｎ

ｆｅａｔｕｒｅ［Ｊ］．ＪＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＭｅａｎｓｕｒｅｍｅｎｔａｎｄＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔ，２０１０，２４

（９）：８０３－８０７．

　 李　晋，皮亦鸣，杨晓波．基于微动特征提取的太赫兹雷达目标

检测算法研究 ［Ｊ］．电子测量与仪器学 报，２０１０，２４（９）：

８０３－８０７．

８ＣＪａｎｓｅｎ，Ｎ Ｋｒｕｍｂｈｏｌｚ，Ｒ Ｇｅｉｓｂ，犲狋犪犾．．Ａｌｉｇｎｍｅｎｔａｎｄ

ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎｉｓｓｕｅｓｉｎｓｃａｌｅｄＴＨｚＲＣＳｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ［Ｃ］．Ｂｕｓａｎ：

３４ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｉｎｆｒａｒｅｄ， Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ，ａｎｄ

ＴｅｒａｈｅｒｔｚＷａｖｅｓ，２００９．

９ＪＨｉｌｌａｉｒｅｔ，ＪＳｏｋｏｌｏｆｆ．ＵｎｉｆｏｒｍａｎａｌｙｔｉｃｓｃａｔｔｅｒｅｄｆｉｅｌｄｓｏｆａＰＥＣ

ｐｌａｔｅｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄｂｙａｖｅｃｔｏｒｐａｒａｘｉａｌｇａｕｓｓｉａｎｂｅａｍ［Ｊ］．Ｐｒｏｇｒｅｓｓ

ｉｎＥｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｓＲｅｓｅａｒｃｈＢ，２００９，１４：２０３－２１７．

１０ＪＨｉｌｌａｉｒｅｔ，ＪＳｏｋｏｌｏｆ，ＳＢｏｌｉｏｌｉ，犲狋犪犾．．Ａｎａｌｙｔｉｃａｌｐｈｙｓｉｃａｌｏｐｔｉｃｓ

ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｆｒｏｍａＰＥＣｆｉｎｉｔｅｐｌａｔｅｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄｂｙａｖｅｃｔｏｒｇａｕｓｓｉａｎ

ｂｅａｍ［Ｃ］．Ｔｏｒｉｎｏ：ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＥｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｓ

ｉｎＡｄｖａｎｃｅｄＡｐｐｌｙｃａｔｉｏｎｓ，２００７．２８３－２８９．

１１ＬｉＨｕｉｙｕ，ＬｉＱｉ，ＸｉａＺｈｉｗｅｉ，犲狋犪犾．．ＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＧａｕｓｓｉａｎｂｅａｍ

ｏｎｃｏｎｄｕｃｔｏｒｃｙｌｉｎｄｅｒＴｅｒａｈｅｒｔｚｒａｄａｒｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪ

Ｌａｓｅｒｓ，２０１２，３９（ｓ１）：ｓ１１１００２．

　 李慧宇，李　琦，夏志伟，等．高斯光圆柱太赫兹雷达散射截面

的影响［Ｊ］．中国激光，２０１２，３９（ｓ１）：ｓ１１１００２．

１２ＨＹＬｉ，ＱＬｉ，ＺＷ Ｘｉａ，犲狋犪犾．．ＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＧａｕｓｓｉａｎｂｅａｍｏｎ

Ｔｅｒａｈｅｒｔｚｒａｄａｒｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆａｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇｓｐｈｅｒｅ［Ｊ］．Ｊ

ＩｎｆｒａｒｅｄＭｉｌｌｉ，ＴｅｒａｈｚＷａｖｅｓ，２０１３，３４（１）：８８－９６．

１３张麟兮，李南京，胡楚峰，等．雷达目标散射特性测试与成像诊

断［Ｍ］．北京：中国宇航出版社，２００９．

栏目编辑：何卓铭

０７１１００１５


